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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年5月19日(2016.5.19)

【公開番号】特開2015-35446(P2015-35446A)
【公開日】平成27年2月19日(2015.2.19)
【年通号数】公開・登録公報2015-011
【出願番号】特願2013-164284(P2013-164284)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０２Ｎ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/68     　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０１Ｇ
   Ｈ０２Ｎ   13/00     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月28日(2016.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　金属ベース部と、
　該金属ベース部上に配置され、静電引力によって被吸着物を吸着する吸着用電極を有し
、かつ、前記金属ベース部よりも熱伝導率が低いセラミック吸着部とを備え、
　前記金属ベース部には、冷媒を流通させる冷媒流路を有する冷却部と、前記金属ベース
部と前記セラミック吸着部との積層方向において前記冷却部よりも前記セラミック吸着部
側に配置されたヒータ部とが設けられており、
　前記積層方向において、前記冷却部と前記ヒータ部との間には、前記金属ベース部より
も熱伝導率が低い断熱部が配置されており、
　該断熱部は、前記金属ベース部に対してろう材を介して接合されていることを特徴とす
る静電チャック。
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